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Контрольним операціям в машинобудуванні відведена функція визначника 
якості виробу. Особливу складність представляє контроль внутрішніх фасонних 
поверхонь, доступ до яких обмежений конструктивним виконанням самого виробу. Для 
контролю внутрішніх шліцевих поверхонь деталей машин розроблено пристосування, 
яке зображено на рис. 1. Воно складається з плити 1, на якій на стійках 2 розміщені 
підтримуючі ролики 3, 
на яких встановлено 
шліцьову втулку 4. 
Всередині шліцевої 
втулки, шліцеву 
поверхню яку необхідно 
проконтролювати, 
переміщується рухомий 
блок 5, в якому в пазах 6 
закріплено симетричний 
індикаторний блок 7 
(ПД1 – 
п’єзоелектричний 
датчик). Рухомий блок 5 
переміщується за 
допомогою привідного 
гвинта 8, який 
обертається двигуном, та 
направляючою 10. 
Симетричний 
індикаторний блок 7 є у 
взаємодії з аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП) 11 та комп’ютером 12. 
Симетричний індикаторний блок 7, жорстко встановлено в рухомому блоці 5, в якому 
розміщено тримачі 13 із п’єзоелементами 14, до яких приєднано щупи 15, відстань між 
кінцями яких регулюється гвинтом 16. 
Другий п’єзоелектричний датчик 17 (ПД2), який здійснює замір внутрішнього 
діаметра шліцьового отвору  складається з пластини 18, на якій міститься тримач 19 з 
п’єзоелементом 20 до якого фіксується щуп 21, що міститься на пружній смузі 22. 
Знизу пластини 18 розміщено шарнір 23 для зміни висоти вимірювання. Контроль 
величини вимірювання здійснюється оптичним датчиком 24 (ОД1) та оптопара 25. 
Зміна положення шліцевої втулки 4 здійснюється ділильною головкою 26 через 
патрон 27. 
Вимірювання непряме, тобто дане контрольне пристосування працює за 
відносним принципом й настроюється по еталону. 
 
Рис. 1 – Пристрій для контролю шліцевих 
